
Schräge Rotationsrohrofenmaschine Für Plasmaunterstützte
Chemische Abscheidung (Pecvd).
Artikelnummer: KT-PE16

Einführung

Wir stellen unseren geneigten rotierenden
PECVD-Ofen für die präzise
Dünnschichtabscheidung vor. Profitieren Sie von
der automatischen Anpassung der Quelle, der
programmierbaren PID-Temperaturregelung und
der hochpräzisen MFC-Massendurchflussmesser-
Steuerung. Integrierte Sicherheitsfunktionen
sorgen für Sicherheit.

Mehr erfahren

Ofenmodell PE-1600-60

Max. Temperatur 1600℃

Konstante Arbeitstemperatur 1550℃

Ofenrohrmaterial Hochreines Al2O3-Rohr

Durchmesser des Ofenrohrs 60mm

Länge der Heizzone 2x300mm

Kammermaterial Japanische Aluminiumoxidfaser

Heizkörper Molybdändisilizid

Erwärmungsrate 0-10℃/min

Wärmepaar B-Typ

Temperaturregler Digitaler PID-Regler/Touchscreen-PID-Regler

Genauigkeit der Temperaturregelung ±1℃

RF-Plasma-Einheit

Ausgangsleistung 5–500 W einstellbar mit ± 1 % Stabilität

HF-Frequenz 13,56 MHz ±0,005 % Stabilität

Reflexionskraft 350W max.

Passend Automatisch

Lärm

Kühlung Luftkühlung.

Gaspräzises Steuergerät

Durchflussmesser MFC-Massendurchflussmesser

Gaskanäle 4 Kanäle

Fließrate

MFC1: 0-5SCCM O2
MFC2: 0-20SCMCH4
MFC3: 0- 100SCCM H2
MFC4: 0-500 SCCM N2
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Linearität ±0,5 % FS

Wiederholbarkeit ±0,2 % FS

Rohrleitung und Ventil Edelstahl

Maximaler Betriebsdruck 0,45 MPa

Durchflussmesser-Controller Digitaler Knopf-Controller/Touchscreen-Controller

Standard-Vakuumeinheit (optional)

Vakuumpumpe Drehschieber-Vakuumpumpe

Fördermenge der Pumpe 4L/S

Vakuum-Sauganschluss KF25

Vakuummessgerät Pirani/Resistance-Silizium-Vakuummeter

Nennvakuumdruck 10Pa

Hochvakuumeinheit (optional)

Vakuumpumpe Drehschieberpumpe+Molekularpumpe

Fördermenge der Pumpe 4L/S+110L/S

Vakuum-Sauganschluss KF25

Vakuummessgerät Verbundvakuummeter

Nennvakuumdruck 6x10-5Pa

Die oben genannten Spezifikationen und Setups können individuell angepasst werden

NEIN. Beschreibung Menge

1 Ofen 1

2 Quarzrohr 1

3 Vakuumflansch 2

4 Rohr-Thermoblock 2

5 Rohr-Thermoblockhaken 1

6 Hitzebeständiger Handschuh 1

7 RF-Plasmaquelle 1

8 Präzise Gassteuerung 1

9 Vakuumeinheit 1

10 Bedienungsanleitung 1
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